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aSi−Si bSi−Si
{Δ −  ℎé = −asi−Si = − ± ,                       Δ − ℎ = − Si−Six + bSi−Si ∥ = − ± ,9    Δ − ℎé , ∥ = −aSi−Six + bSi−Si ∥ = − ± , − ∥

± ,  % ± ,  %
 a Plasma Si Si-Si Si-Ge Ge-Ge b %Ge Déformation (%) 

Ecarts de position2 (cm-1) 0,06 0,10 0,06 0,60 1,21 Ecarts 0,3 0,012 𝝈

±
σ
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 𝕷 𝜎 ω

𝔏 , , , 𝜎 = 𝜎− + 𝜎²
 𝓖 𝜎 ω

𝒢 , , , 𝜎 = 𝜎√ − 𝜔−𝜔𝜎²
 𝒱

𝒱 , , , 𝜎, = 𝔏 , , , 𝜎 + − 𝒢 , , , 𝜎
 𝒂 ω

ℒ , , , 𝜎 = ² sin −sin −
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